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Actuellement, les torches a plasma trouvent des applications dans une grande variété de domaines
tels que la production de couches minces, le traitement de surface ou encore la stérilisation [1,2,3].
L'utilisation du plasma présente un avantage significatif d'un point de vue environnemental par
rapport aux procédés utilisant des phases liquides qui générent des effluents a retraiter. Le dispositif
utilisé pour cette étude est composé d'une torche micro-ondes fonctionnant a pression atmosphérique
appelée Torche a Injection Axiale (TIA).

A I'IRCER, la TIA est principalement utilisée pour I'élaboration de dépbts en couches minces [4] et les
traitements de surface. Le jet de plasma généré par la TIA est caractérisé par spectroscopie d'émission
optique qui est une méthode non intrusive. Elle permet d’identifier de maniére qualitative les espéeces
présentes dans la décharge et de déterminer, par exemple, les températures caractéristiques
(excitation, vibration, rotation).

Afin d’étre plus représentatif des conditions de traitement, un substrat est positionné dans |’axe de la
décharge a des différentes distances de la buse selon I'application visée (production de couches minces
ou désinfection). L'ajout de ce substrat semble avoir une influence sur les températures
caractéristiques du plasma. Cette influence est plus ou moins importante en fonction de la distance
buse - substrat et des parameétres du procédé (puissance micro-onde, débit). Les températures
d’excitation varient également en fonction de la nature du substrat, cette influence n’est pour I'instant
pas expliquée : il a été envisagé qu’elle soit liée a la permittivité du substrat néanmoins la corrélation
n’est pas probante.
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